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1.  目的 

 我々は次世代レーザー加工における基盤技術の確立を目的として、高ピーク高平均出力ファイ

バーレーザーシステムを開発している。本装置は、Ybパルスファイバーレーザーシステム（パル

ス幅 400ps-10ns、繰り返し数 150kHz-1MHz、１ビーム当たり最大平均出力 150W以上）の多ビー

ムによる高出力化実験を行っている。本報告では、パルス動作ファイバーレーザーシステムのコ

ヒーレント結合技術等による高ピーク，高平均出力化技術について報告する。 

２. 実験方法 

 本システムは、半導体レーザーによる直接変調により短パルスレーザー光（波長 1035-1045nm、

パルス幅 400ps-10ns, 繰り返し数 150kHz－1MHz）を発生後、LMA 増幅器により 5W レベルまで

増幅した後、空間配置した 2段の PCF型大口径ロッドファイバー増幅器(コア径 55, 85μm、クラ

ッド径 200, 260μm)により増幅する。入力 30W(パルス幅 10ns, 繰り返し数 300kHz) を入射した場

合、 励起入力約 290W時最大平均出力 160W以上が得られ、M2値 1.1~1.3と優れたビーム品質が

得られた。今後、４ビーム以上のコヒーレントビーム結合技術により, 最大平均出力 550-700W以

上を達成する(図 1)。詳細は講演に譲る。本研究の一部は NEDO「次世代素材等レーザー加工技術

開発プロジェクト・次世代レーザー加工技術の研究開発」の委託により行われた。 

        

図１ 4ビームコヒーレント結合技術による高平均出力ファイバーレーザーシステム 
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